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Improvement of the phase measurement accuracy of common-path phase-shifting 
interference microscope using a Fresnel biprism  
Jun Chen *1 
Several techniques are presented for improving the phase measurement accuracy of the 
common-path phase-shifting interference microscope. Experimental results for elimination of the 
system phase error using a subtraction procedure is shown. The residual RMS phase error smaller as 
λ/1000 corresponding to 0.6nm was achieved. Experimental results for measuring the refractive 
index distribution of polarization-maintaining optical fibers are presented to demonstrate the 
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と表すことができる。ここで a(x,y) と b(x,y) は干渉縞の
バイアスと振幅で、 2fx は干渉する 2 光束の波面の傾き
で、また、 s(x,y)は被検物体がないときの検出位相で、シ
ステム誤差である。  o(x,y)は被検の位相分布で、厚さ t、
屈折率分布 ( , )n x y の試料の場合、
 2( , ) ( , ) rx y t n x y n
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  ,        (2) 
となる。   j は複プリズムの横移動による位相シフトであ
る。位相計測を行う際、ピエゾ素子で複プリズムを光軸に
対して横方向に移動させて j=(j-1)/2, (j=1~5)のように位
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を用いて位相計算を行う。しかし、線形的な位相シフト
誤差がある場合は、5-StepB というアルゴリズム 
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図６ Bow-tie 型偏光保持光ファイバーの断面写真 
 
図７ Bow-tie 型偏光保持光ファイバーの屈折率分布の計
測結果： (a)干渉縞画像 (b) 位相分布の擬似カラー画像 
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